(2) 微奈米尺度奈米壓痕量測 
(Micro-pillar nano-indentation measurement)
Miniature testing of nanocrystalline or amorphous Mg-Cu-Gd based metallic glass alloys or composites by using flat tip of nano-indentation on the micro-pillars fabricated by focus ion beam (FIB). The mini pillar exhibits a much higher stress/strain of 1200 MPa / 25%, compared with the brittle bulk glass of 800 MPa / 2%. The amorphous glass containing nanocrystalline particles reached a stress level around 1.5 GPa, or G/13 (G is the shear modulus), nearly the theoretic upper limit of materials (G/10). 
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· 成果技術簡介 限350字內 ：
藉由聚焦離子束(Focus ion beam, FIB)的蝕刻能力，將尖型壓頭削成平坦型壓頭，並裝置在奈米壓痕量測系統(Nano-indentation system)上，使用壓痕系統特有的能力─量測並紀錄壓頭深度與受測材料的力量反應，做為一個微奈米尺度的壓縮測試系統。受測材料藉由聚焦離子束蝕刻成單一的微奈米圓柱，以作為壓縮測試的受測樣品，如此便可以得到在材料在微奈米尺度下的降伏強度與塑性形變能力，比一般壓痕量測系統能得更多材料在微奈米尺度下的機械性質反應。使用此一系統測得鎂基機屬玻璃在微米尺度下有1200 MPa強度與25%速性能力，比巨觀塊材的800 MPa強度與~2%形變能力還要高。
· 成果可用範圍/領域 限30字內 (*)：
應用在微米/奈米機電系統(micro/nano electro-mechanical systems, MEMS/NEMS)設計上。
· 成果特色/優點 限50字內(*)：
可測量材料在微奈米尺度下的真實機械性質反應。
· 成果推廣及應用價值 限250字內(*)：
可將此一系統進一步運用在不同材料與不同環境上，可以得到更多材料在不同環境下(如高、低溫)的微奈米尺度下的反應，有別於在巨觀尺度下觀測的行為，得到相關資訊能夠做為微米/奈米機電系統(MEMS/NEMS)設計上的依據。
